






























专利名称(译) 通过使用目标溅射设备执行等离子体表面处理来制造有机发光显示设备的方法
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摘要(译)

制造有机发光显示装置的方法包括制备沉积靶，其中在基板上形成有机
发光部分，通过使用面对靶溅射形成用于封装有机发光部分的预封装层
通过使用面对靶溅射设备在预封装层上执行等离子体表面处理，形成封
装层。面对靶溅射设备包括腔室，其中设置有用于容纳沉积靶的安装部
分，面向安装部分并向腔室供应气体的气体供应部分，设置在腔室中的
第一靶部分和第二靶部分。彼此面对，并且围绕腔室外部的感应磁场线
圈。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cfa23f63-6c59-485f-9fc0-e1d3a11a7ff8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052389723/publication/US9299957B2?q=US9299957B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9299957.PN.&OS=PN/9299957&RS=PN/9299957

